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はじめに ダイヤモンド中の窒素－空孔(NV)中心を利用する量子センサーは、高感度な磁気検出が

室温で可能なことが理論上知られており、次世代高性能磁気センサーとして注目されている 1, 2。

しかし、これまでに報告された NV 中心に基づく磁気検出感度は既存のセンサーに比べて数桁も

劣っているのが現状である。磁気検出の高感度化には、NV 中心からの発光検出効率の大幅な改善

が課題であるが、ダイヤモンドの加工は技術的に難しく、発光取り出しの高効率化は困難であっ

た 3。そこで本研究では、高感度な磁気検出が可能なダイヤモンド量子センサーの実現に向けて、

NV 中心からの高効率な発光取り出しを可能にする他材料系グレーティング構造をダイヤモンド

NV基板上にハイブリッド集積し、NV中心からの発光取り出し効率向上を観測したので報告する。 

実験 本研究では、NV 中心の発光波長(700 nm)で透明かつ半導体加工技術の発達した Si3N4 をグレ

ーティングの材質に選定した。グレーティングを導入することで光取り出し効率がおよそ 3 倍に

なることを電磁界計算により確認

している。図 1(a)のように中空構

造を有した Si3N4 グレーティング

構造(周期 2.1 μm)を作製し、図 1(b)

に示す転写プリント法を用いて同

構造をダイヤモンド NV 基板上に

集積した 4。図 1(c)に転写プリント

集積した Si3N4 グレーティング構

造の光学顕微鏡写真を示す。試料

に励起光(532 nm)を照射して発光

スペクトルを取得したところ、図

1(d)のようにグレーティング構造

の導入による光強度の増加を確認

した。その他詳細は当日報告する。 
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FIG. 1. (a) SEM image of a Si3N4 grating. (b) Schematic of the transfer 
printing process. (c) Microscope image of a fabricated device. (d) PL 
spectra measured on grating structure (red) and bare diamond (blue).  
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